




































专利名称(译) 超声波探头和超声波装置

公开(公告)号 US20170265844A1 公开(公告)日 2017-09-21

申请号 US15/447566 申请日 2017-03-02

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 NISHIWAKI TSUTOMU

发明人 NISHIWAKI, TSUTOMU

IPC分类号 A61B8/00 A61B1/04

CPC分类号 A61B8/4472 A61B8/54 A61B1/041 A61B8/12 A61B8/445

优先权 2016054950 2016-03-18 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括沿圆周方向布置的超声波振动器，设置在超声波振动器
上的声匹配层，以及设置在沿圆周方向彼此相邻的超声波振动器之间的
弯曲部分，并且具有用作电极的电极层的电极层。超声波振动器彼此相
邻。此外，还可以配置其中电极层在弯曲部分中暴露的超声探头。
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